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Работа выполнена в рамках задания 4.04/5 «Разработать численный ал- 
гсрит.м исследования скорости роста покрытий и формирования темпера- 
т)'рных полей» ГППИ «Композиционные материалы» в соответствии с 
календарным планом 2010 года.

В ходе выполнения научно-исследовательской работы:
-показано, что плазменные потоки состоят из мноі'озарядных гонов с угло­

вым распределением заряженных частиц в пространстве по з:ак<зну косинз-са. 
Основные параметры потока формируются в резуліілате газодниамическэго 
расширения плазмы из прикатоднон области в вакуум. Это позволяет рассмат­
ривать дуговой испаритель как точечный источник, в котором для оцезікй ск:о- 
рости испарения катода достаточно зізаняя интегральных хаі)акте:рйстйк про­
цесса, таких как ток дугового ра:!ряда и коэффициент элект|Х)переносги Поток 
гиазмы элек-фически нейтрален, что позволяет вводйті> осредненные параметры 
для его описания.

-исследования морфологии поверхности, на примере ізакуумнэ- 
плазмениых покрытий цирконий-кремний-азот, позволило установить, что 
наибольшую шероховатость поверхности имеют покрытия на образцах, 
расположенных на максимальном удалении от оси испарителя. Получен­
ные результаты позволили построить компьютерную модель, списываю­
щую изменение шероховатости поверхности покрытий от давления тех:нэ- 
логического газа (азота) и тока дугового разряда.

-  получено, что скорость роста покрытия падает с увеличением угла, 
образованного нормалью к поверхности основы и осью испарктеля. Отно­
шение скоростей осаждения при падении плазменного потока по норм<ии 
к поверхности к падению под углом ноль градусов составляет от 2,92 до 
3,67 в зависимости от состава потока. При этом значимых изменений эле­
ментного состава покрытий (для систем титан-азот и тятан-к:ремний) не 
наблюдается.

-н а  основе проведенных исследований разработан численный алго­
ритм расчела толщины осаждаемых покрытий. Прове.аен расчет изменения 
скорости осаждения различных материалов на элементарную поверхность, 
движущуюся в вакуумной камере по крзд-овой траеісторйй.

По результатам исследований опубликовано п.!есть научізых работ, в 
том числе две в зарубежных изданиях (Франция и Госсия).

171


